
检验主要用于检验发散或会聚的光学系统，文中给出了曲率半径与干涉图案形状的定量关系。本文还用实

验验证了上述理论结果，理论与实验符合良好。本文还对超声速流场、激光与物质相互作用的蒸汽羽形成过

程及各种曲率的光学元件质量进行了观察p 摄得了一系列照片p 其清晰程度良好。

平晶干涉仪用于平面波前检验时的优点是: (1)能在强烈振动的环境中工作， (2) 适用于大型被测系统，

(3) 调整使用方便J (4) 结构简单J (5) 适宜于高速摄影。缺点是 (1) 用于定量分析时计算稍麻烦些，但)

不透明物体边缘有"重影川现象。

平晶干涉仪用于球面波前检验时的优点是 (1) 不需标准样板J (2) 对发散与会聚的光学系统都适用，

(3) 特别适宜于特长焦距的光学系统J (4) 非接触式测量。

总之，平晶干涉仪能适应较恶劣的测量环境，也能适应于各种测量对象。它有希望作为一种简单而实用

的仪器p 在超声速流场测量、光学介质均匀性检验、光学元件质量检验及激光与物质相互作用过程观察等方

面获得广泛的应用。

微孔法及干涉法在非稳定光学谐振腔调准中的应用

中国科学院为学研究所 夏生杰

由于非稳定腔具有大的可控模体积p 采用共焦结构可以稳定输出平行光p 准直后的光斑有最强的中心主

瓣等优点，在大能量大菲涅耳数的激光器件中应用很广。但它的光学调准要求在 10 微弧度以上，因此，调

准方法成为获得稳定运转的关键之一。本文介绍两种高精度调准方法。

(1) 微孔法:三个主要内容是微孔、叉丝和选象。微孔在光学系统中可得到大的景深。通过微孔，人眼

可看到叉丝的各次反射象送合在一起p 将它们按对接法对准可获得极高的调准精度。在正支非稳定腔结构

的输出位置上设照明分划板。人眼通过微孔观察调准的各个阶段。 最后使所有分划线的象重合在一起。

(2) 干涉法:非远心光束在两个平行反射镜间多次反射后形成同心而锐度很大的干涉条纹。用在非稳

腔中，两片反射镜亦形成干涉仪的两个干涉元件。一束沿腔轴入射的氮一氛激光在两片镜间多次反射形成了

一组干涉圆环。未调准时p 干涉环偏离反射镜几何中心。当完全调准时，所有干涉环与镜同心。这实质形成

一具灵敏度高的干涉仪。镜间激活介质不均匀、反射镜间距有波长量级的变化、镜面有微小缺陷都会引起干

涉条纹的抖动、畸变或有毛刺。

微孔法是照明输出位置上的分划板，肉眼通过微孔观察。干涉法是氨-氛光束从微孔中射入p 在输出位

置上观察干涉条纹。文中示出了两种方法的调准过程照片。

文章对两种方法进行了精度计算。 计算了各次反射象的位置及视比。 计算了各环象的大小及重选状况。

同时，以第六反射象为例计算了调准精度。精度在 2 -7 微弧度以上。

这两种方法精度很高p 效果直观，不用精密调准仪器p 程序简捷。与国外三种调准法作了比较。他们都需

在腔中加入光阑或 45。反射镜，腔结构复杂，程序繁锁或要求高精度调准望远镜。实验后不能检查失调情况。

连续激光器泵浦灯的恒流调节

华中工学院 肖义明 黄维玲

本文介绍了目前常用的连续泵浦灯一一氮弧灯的电气特性p 根据其动态电阻甚小的特点指出其恒流调

节的必要性。对当前常用的两种恒流调节系统一一-串联功率晶体管恒流调节系统及可控硅恒流调节系统进

行了分析。前一种主要分析其静态精度。根据增量方程求出各种因素对灯电流的影响以及静态精度与系统
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参数的关系，从而找到提高恒流精度的方法。后一种从系统各元件的传递函数出发p 求出整个系统的开环传

递函数3 分析其动态品质p 从而找到获得稳定动态性能系统各参数之间的关系和改善动态性能的途径。对这

两种调节系统还简单评价了其优缺点。

在此基础上提出了采用铁磁谐振变压器供电以改善恒流调节系统的新方案。， 在简单介绍τ带可控绕组

的铁磁谐振变压器的基本原理以及基本特性以后，探讨了两种新的恒流调节系统。一种是采用铁磁谐振变

压器供电加上串联功率晶体管进行恒流调节的电源、系统。这种调节系统既保留了串联功率晶体管恒流调节

的优点，但又克服了其缺点3 并进一步提高了精度。另一种是利用反馈控制铁磁谐振变压器直接进行恒流调

节的电源系统p 这种方案简单、可靠、效率高、纹波小p 而且要求控制电路的增益较低，但响应速度还受电网兢

率的限制。最后提出了采用激光输出或灯光输出作为反馈来调节灯电流的设想。

每秒 10 次固体调 Q 激光电源

中国科学院南海海洋研究所 彭荣昌 柯天存 黄威国 胡创钟

根据水下激光测距、显象系统的要求p 我们设计了一台每秒重复频率为 10 次的固体激光电源。该电源、

可在输入电压变化 18% 的情况下工作。其输出电压从 700~1l00 伏连续可调p 具有恒流充电p 充电精度的

误差小于 1%，工作程序严密p 重复率与市电同步和体和、较小等特点。

为了达到精度误差小于 1% 和在输入电压变化较大的情况下能正常工作p 我们采用如下二个措施:

一、把与电网同步的讯号经施密特触友器整形成方波。此方波作为充电可控硅触发器一一单结晶体营

的同步电源。方波的前后沿尽可能接近同步讯号的零交叉点，使单结晶体管在零交叉点右侧开始一个新的

周期。因此p 外电路电压波动对单结管的工作影响较小。此外p 应尽可能提高反馈取样电压、减小取样电流

和提高取样后输入级的输入阻抗，以提高充电精度。

二、采用反馈式扫描触发充电可控硅电路。把取样电压分为两路:第一路通过高输入阻抗的复合管去

控制单结晶体管的振荡频率p 使充电可控硅的控制角 机随着充电电压的升高而减小。当起始控制角轨。调整

合适时p 变压器次级电压飞/吉Esin机随储能电容C上的电压凡的升高而升高p 其差值基本保持不变，达到

恒流充电3 以减少电网、变压器及整流管的冲击电流p 使仪器体积大为减小。另一路通过比较电路p 当 Vc 接近

预定值后p 比较电路输出的电压取代了第一路的控制，以相反的方向控制单结管的振荡频率，使伊s 迅速地增

大。当主变压器次级电压〉玄Esin机等'F Vc 时，充电停止。这时控制角机保持不变， Vc 值就是我们所预

定的电压值。

由于取样电阻、电压表内阻、电容的漏电等各种因素的存在p 必然使电容上的电压下降p 但电路能够自动

补偿。我们使电路在工作过程中p 电容器完成一次充电的时间为 8 个半波的时间，留 2 个半波作为补充输入

电源电压及几下降之用。一旦飞12 Esin轨大于 Vc 时，充电可控硅再次导通p 补偿凡的下降p 从而在输入

电源、电压变化 18% 的情况下p 电源仍能正常工作p 保证了fm.灯工作电压的恒定。

本电源用同步方波的后沿去触发放电可控硅，其后沿位于外电源零点附近，这样可保证氨灯点燃时充电

完全停止。

激光巨脉冲的观测

五机部二 O 五所 四 O二组

由于巨脉冲激光器的广泛应用，精确测定毫微秒级激光脉冲的时间特性就显得十分重要。因为它不仅
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